
GCD 系列 耐腐蝕油迴轉真空幫浦

用途 / Applications

半導體產業
化學工業
後化學處理乾燥
製藥產業

特色 / Features

GCD系列為直接驅動式油旋片真空幫浦，
可用於有毒和腐蝕性氣體的排氣，是化學
及製藥應用中的理想產品。
氣體接觸部件的表面進行了化學處理。抽
氣量從50L到200L/min有三種不同規格可
選擇。

產品傳送門
Prodct Info.



GCD 系列 耐腐蝕油迴轉真空幫浦

Pressure Gas ballast valve open

Pu
m

pi
ng

 S
pe

ed

台 北  :  0 2 - 2 7 7 1 8 3 3 7   
台 中  :  0 4 - 2 2 0 6 1 1 1 3   
新 竹  :  0 3 - 5 3 5 - 2 1 7 9
高 雄  :  0 7 - 5 5 5 - 2 3 5 5

抽氣速率曲線 / Pumping Speed Curves

規格 / Specification


